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摘要(译)

通过磁力抑制当使基板与掩模彼此紧密接触时导致的基板与掩模之间的
位置位移。在通过气相沉积穿过掩模(3)在基板(2)上形成包括在有机发光
显示装置中的有机化合物层(有机EL元件膜)的步骤中，使基板(2)与掩模
(3)对准，然后通过多个按压部件(5)将基板(2)按压到掩模(3)以执行临时
固定。当通过临时固定抑制基板(2)与掩模(3)之间的位置位移时，通过磁
体(6)使基板(2)与掩模(3)紧密接触。分别通过多个按压部件(5)临时固定
已对准的基板(2)的多个位置，从而能够执行高精度图案化，以防止有机
EL元件膜从阳极的偏离。
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